










































专利名称(译) 超声波装置，探头，电子设备和超声波成像设备

公开(公告)号 US20150216504A1 公开(公告)日 2015-08-06

申请号 US14/609860 申请日 2015-01-30

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KIYOSE KANECHIKA

发明人 KIYOSE, KANECHIKA

IPC分类号 A61B8/00 B06B1/06 B32B38/00 B32B37/24 B32B37/06 G10K11/30 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/4427 B06B1/0622 B32B2457/08 B32B2398/00 B32B2310/0806 B32B2307/10 B32B2038/0076 
B32B38/0008 B32B37/24 B32B37/06 B06B1/064 A61B8/5207 A61B8/461 A61B8/4494 A61B8/4444 
B32B2535/00 G10K11/30 B06B1/0629 B06B1/067

优先权 2014016639 2014-01-31 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波装置包括基板，声匹配层，声透镜和结构。基板具有元件阵列，
该元件阵列包括以阵列形式布置的多个薄膜超声换能器元件。声匹配层
覆盖元件阵列。声透镜布置在声匹配层上。该结构布置在声透镜和基板
之间，并且具有比声匹配层的抗压强度更大的压缩强度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d530f1ee-7699-4923-b2c9-b54f11ddf900
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052396615/publication/US2015216504A1?q=US2015216504A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150216504%22.PGNR.&OS=DN/20150216504&RS=DN/20150216504

